Rozktad zaje¢ dla studidow stacjonarnych | stopnia — semestr zimowy (20192)

PONIEDZIALEK / Monday
Grupa 30m 31 32 33 33ip 34 35 37 38 39
godz. MTMX-151 MTIFO-151 MTWSP-151 ARAUT-151 ARIPM-151 MTMKM-151 MTMIN-151 ARROB-151 MTESP-151 MTTMU-151
WTP
w.
15 _ 900 -
8=-9 oi1 TUM -1 | pot. sem.
&w w. + lab. < 603 IP1 lab.
! | pot. . - . 225
s. 517 pso Sszezm ZAJ proj. PMP PA2 S EL3
915.10% ' Il pot. sem. lab. lab. lab.
s. 207,225 s.228 s. 227 s. 405
Optical Fib: MEP ZA)
10% - 11% Tp ';a I' er on lab. MSI UAP .
eLC '1° ogy w. s. 30, 237 w. w. | p){“’"
ecture pot. sem.
1155. 120 | MCHTR513 5517 s.522 s 603 5. 207, 225
PA2 EL3 Tum PMP
1215-13% |Electric metrology lab. lab. W. . PRW lab.
MTL proj.
Lecture s. 227 s. 405 s. 146 120 w. +p. s.228
s.
1315 - 1400 MCHTR 140 s. 716
NM1
FOT w. w.
14% - 15%
Fundamentals of s. 206 | pot. sem. PTS
Semiconductor SPC SPC NM1 w. s.422 SPC lab
Technologies w. w. | pot. sem. :rOE w. I a}: )
EL3 5.519 5.519 5.422 . 5.519 PA2 pol. sem.
1515160 | 517 MCHTR lab. proj. lab. s. 137
FOT s. 405 Il pot. sem. s.227
lab. s. 35
s. 503 NM2 proj.
16'°- 17 | Foreign Language ZAJ proj. II. pot. sem.
Tutorial Il pot. sem. s. 422
1715 1g% MCHTR 517 s.207, 225
1815 - 1900
WTOREK / Tuesday
Grupa 30m 31 32 33 33ip 34 35 37 38 39
godz. MTMX-151 MTIFO-151 MTWSP-151 ARAUT-151 ARIPM-151 MTMKM-151 MTMIN-151 ARROB-151 MTESP-151 MTTMU-151
. PT
815 - 9 FOT MTL msl Tum ZAJ proj. Zsb0 S
. ) lab. Il pot. sem Il - pot. sem. lab.
w. proj. proj. . .
Il pot. sem. lab. Il pot. sem.
915-10% s. 517 s. 609 s. 308
5.35 s 207,225 5.232 5.137
15 _ 00
St Jezyk obcy 5 — ¢wiczenia
1115 - 1200 sale (146, 206, 244)
1215 . 13% Instrumental
optics A2 PMP — wyktad
. o Lecture Fl'l\gP T b sala 11
13%-14 MCHTR 146 ab. ab.
s. 228 s.227
147 - 15%
PPCZ
WTP (2h) w. | pot. sem.
% gr.
15_ 1600 s. 242
15%-16 PTS Il pot. sem.
lab. PA2 5. 605, 615, 625 EL3 PMP
. 308 lab lab lab
1615- 17% ab. NM2 (3h) lab. ab. an.
s. 227 v s. 405 s. 228
5 gr.
| pot. sem.
1715-18% s. 605, 615




Rozktad zaje¢ dla studidow stacjonarnych | stopnia — semestr zimowy (20192)

SRODA / Wednesday
Grupa 30m 31 32 33 33ip 34 35 37 38 39
godz. MTMX-151 MTIFO-151 MTWSP-151 ARAUT-151 ARIPM-151 MTMKM-151 MTMIN-151 ARROB-151 MTESP-151 MTTMU-151
TOE
15 00
8>-9 w.
Foreign PTS PTS | pot sem. PTS 7500 AKU
Language w. w. s. 522 w. lab
Tutorial EL3 PMP I pot.sem. | | pot. sem. PTS | pot. sem. w. w. +1ab.
915 10% 716 lab. lab. s 16 5. 16 lab. 5. 16 s. 146 s. 206
s. 405 s.228 Il pot. sem.
s. 137
UAP
10%5 - 1100 Fluid UPA lab. ELM PTS ZA)
mechanics | W. lab. lab proj.
Lecture I pot. sem. s. 605, 615 co 2tyg. v 368 Il pot. sem.
11°-12° | \MCHTR 517 5.336 5. 405 & s. 207,225
UPA PMP
12%%-13% | Fine Machine MTO ZA) wyk. lab. ELM MATLA
Design llI w. + 1. proj. | pot. sem. s. 228 W w.
Lecture / Project | s.517,504 | Il pot. sem. lab. ) EL3 | pot. sem. PA2
1315 - 14% s. 140 lab lab
MCHTR 603, 718 s. 207, 225 Il pot sem. : s. 16 :
s. 229 s. 405 s. 227
14% - 150 TOE
lab.
Fundamentals PMP — wyktad 1415 16:00
1515160 | ©f Photonics sala 11 Il pot. sem.
- s. 129
Lecture ZAJ — wyktad (1 potowa semestru)
MCHTR 603 sala 6
1615_ 1700
PA2 EL3
17%5-18% lab. lab.
s. 227 s. 405
1815_ 1900

CZWARTEK / Thursday
Grupa 30m 31 32 33 33ip 34 35 37 38 39
godz. MTMX-151 MTIFO-151 MTWSP-151 ARAUT-151 ARIPM-151 MTMKM-151 MTMIN-151 ARROB-151 MTESP-151 MTTMU-151
815 _ goo Instrumental ZA) FRO
optics ROB - wykfad proj.
915 . 10% Tutorial sala 11 Il pot. sem. SPC ¢w. w.+1.
MCHTR 517 5. 207, 225 5.336 s 244
SPC ¢w. WTP
15 _ 00
10%-11 LBV s.336 l. +p.
lab. Y%ar. ROB — wyktad
1115 - 1200 PMP s. 225 SPC ¢w. s. 605, 615 sala 11
lab. ’ 5.336 R
625
5.228 EL3 1P2
125-13% | Opto-electronic lab. NWP PTS proj. GRK
Materials s. 405 I +p. lab. s.225 W+l
Lecture / Lab Il pot. sem.
135 14% | MCHTR 422 5. 609, 620 < 13, 5. 140, 308
14%-15% PA2 MEN w+p PMP PVIS
lab. | pot. sem. NM2 PTS lab. I pot éem
s. 227 S. 146 lab. w.+l. 5.228 EL3 s..ll .
1515 16 ZA) pro %gr. | pot. sem. lab. lab.
lsl 3%753?5 I pot. sem. s. 11,137 s. 405 Il pot. sem.
’ ! s. 605, 615 s. 137
16%- 17%
1715 - 1800




Rozktad zajec dla studidéw stacjonarnych | stopnia — semestr zimowy (20192)
SEMESTR V

Grupa 30m 31 32 33 33ip 34 35 37 38 39
godz. MTMX-151 MTIFO-151 MTWSP-151 ARAUT-151 ARIPM-151 MTMKM-151 MTMIN-151 ARROB-151 MTESP-151 MTTMU-151
815 . goo Optical Fiber MEP MTL PTS MTL MTL
Technology lab.
w. w. lab. w.
15100 Lab. 5. 703 5.422 5.308 5.422 sem.
9= -10 MCHTR 504 : : : ' 5.137
10%5 - 119 Fundamentals
of Photonics Jezyk obcy 5 - ¢wiczenia
1135 - 12% Lab sale (244, 522, 716)
MCHTR 503/504
1215 -130% PTS MTL
ZAJ — wyktad (I potowa semestru) lab lab.
sala 6 PA2 . sem.
1315 - 14% Cont‘emporary lab. s. 308 . 137
Philosophy oW s.227
” © Lecture ZAJ
14% - 15 MCHTR 422 g w. PTS SSR
proj. 5. 206 lab. lab
Il pot. sem. PMP w. + lab.
1515 16® 5.207,225 TPW s-308 lab. 5.336
lab. s.228
15 1900 Il pot. sem.
16%°-17 .3
1715-18%
Przyjete skroty:
NM2 - Napedy elektromechaniczne urzadzerh mechatroniki 2
AKU - Podstawy akustyki i elektroakustyki on - Optyka instrumentalna 1
EL3 - Elektronika 3 PA2 - Podstawy automatyki 2
ELM - Elementy i podzespoty mechatroniczne PMP - Podstawy mechaniki ptynéw
FIB - Fizykomedyczne podstawy inzynierii biomedycznej PPCZ - Podstawy percepcji cztowieka
FOT - Podstawy fotoniki PRW - Przedmiot wariantowy
FRO - Fotografia - systemy realizacji obrazu PSAIR - Przetwarzanie Sygnaff:)W IAIR
GRK - Grafika komputerowa PTS - Przetwarzanie sygnatow
IP1 - Informatyka w systemach pomiarowych 1 ROB  -Robotyka
P2 - Informatyka w systemach pomiarowych 2 SMp - Systemy pomlarow::-z _
IS1 - Informatyka w systemach pomiarowych 1 SPC - Sterowanie proa’esow ciagtych
JAV - Programowanie obiektowe (JAVA) SSR - Sensoryka robotéw
JO5 - Jezyk obcy 5 TOE - Technologia obwodéw elektronicznych
LBV - LabView TPW - Teoria Pomiaréw Wspétrzednosciowych
MEN - Metody numeryczne TUM - Technologia urzadzen mechatroniki
MEP - Metrologia przemystowa UAP - Urzadzenia automatyzacji produkgji
MSI - Metody sztucznej inteligencji UPA - Urzadzenia pomiarowe automatyki
MTL - Programowanie w systemie MatLab WF - Wychowanie f'Z_V'CZ”e 5 )
MTM - Materiaty funkcjonalne w urzadzeniach mechatroniki WTP - Wybrane Fec_h”'kf pomiarow
MTO - Materiatoznawstwo optoelektroniczne ZA) - Zarzadzanie jakoécig ) o )
NM1 - Napedy elektromechaniczne urzadzen mechatroniki 1 ZSDO - Zaawansowane systemy diagnostyki obiektéw technicznych




